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(54) Einrichtung und Verahren zur Erzeugung von Röntgenstrahlen

(57) Es wird eine Einrichtung (10) und ein Verfahren
zur Erzeugung von Röntgenstrahlen (11) vorgeschla-
gen, bei dem Laserlicht (12) auf die Oberfläche (14) ei-
nes Substrats (13) gerichtet wird. Dadurch wird auf der
Oberfläche des Substrats (13) ein eine Röntgenstrah-
lenquelle bildendes Substrat-Atomplasma (16) erzeugt.

Dabei ist das Substrat (13) in Richtung (17) des Laser-
lichts (12) vor einer zu untersuchenden Probe (18) an-
geordnet, wobei die Probe (18) für Analyse- oder Nach-
weiszwecke mit den Röntgenstrahlen (11) beaufschlagt
wird, die durch das Substrat-Atomplasma (16) erzeugt
werden.
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